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第２回 NTPT説明資料 

ネットワーク・ナノデバイス産業 連携プロジェクト（総務省提案分） 

平成 15年 3月 18日 

事項名 
 

平成 13年度～17年度 
 極めて高い安全性を保障する暗号通信や光通信を超える超高速通信
を実現する可能性がある量子情報通信技術について、戦略的かつ総合
的に研究開発を実施。 

 
１ これまでの取り組み 
 量子情報通信技術は、平成１２年２月の電気通信技術審議会答申「情報通信研究
開発基本計画」において、今次新たに追加された重点研究開発プロジェクトの一つ
であり、国として研究開発を推進していくべき課題である旨、提言されている。 
 e-Japan重点計画-2002(平成 14年 6月 18日)において、「シリコンに代表される
現在の技術を越えた量子工学技術など新しい原理・技術を用いた次世代情報通信技
術」が、政府として重点的に研究開発を進めていくべき領域として指摘されている。 
 総合科学技術会議にて決定された「平成 15 年度の科学技術に関する予算等の資
源配分の方針」(平成 14 年 6 月 19 日)において、「量子工学技術、ナノ技術等の新
しい原理・技術を用いた次世代情報通信技術」の重要性が指摘されている。 
 
２ 施策の概要 
量子情報通信分野の中でも近い将来に実用化が期待されている量子暗号技術の
研究開発を実施。具体的には、通信･放送機構による委託で、量子暗号技術実現の
鍵となる、光子生成・検出技術、量子暗号鍵配布技術等について研究開発を実施。 
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４ 所要経費 
                 平成１５年度内示額  平成１４年度予算額 
 一般会計               ２８５百万円     ２６３百万円 
 

５ 連携希望事項 

文部科学省 「量子情報処理プロジェクト」（平成１５年度開始 公募研究） 

将来の量子情報処理技術の中核となる量子コンピュータの実現に向けて、量子デバイス

技術の基礎的研究を競争的環境下で並行して行い、必要となる技術的基盤を確立する。 

 

６ 連携の必要性 

文部科学省の「量子情報処理プロジェクト」は、光子、電子スピン、核スピンなど
複数の基礎デバイス技術に包括的に取り組むことで、量子コンピュータの実現に向け
た技術的基盤を確立するものである。一方、総務省の「量子情報通信技術の研究開発」
では、これまでに主として量子暗号鍵配布技術の研究開発に取り組んできており、今
後は、超大容量伝送を可能とする量子通信や、中継・交換技術等を含む量子情報通信
ネットワーク技術に拡充して研究開発を実施する予定である。当該分野の戦略目標と
して、大容量情報が極めて安全に超高速伝送・処理される量子情報通信ネットワーク社

会の実現が考えられるが、これら両施策が互いに連携することで、量子コンピュータと
の接続も含めた量子情報通信ネットワーク社会の実現に不可欠な要素技術の研究開
発を効果的に推進することができる。 
 

７ 連携の内容、形態 

両省でシンポジウム等を共催し、研究交流を通して研究開発の効果的な推進を図る。 
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命
化

強
度

安
定

化

高
効

率
照

度
均

一
化

σ
均

一
化

円
弧

状
照

明

イ
ン
テ
グ
レ
ー
タ
加

工

小
半

径
光

学
素

子
へ

の
多

層
膜

成
膜

変
形

照
明

方
式

開
発

斜
入

射
ミ
ラ
ー
加

工

斜
入

射
ミ
ラ
ー
用

成
膜

高
耐

久
多

層
膜

非
軸

対
称

光
学

系
の

組
み

立
て

ミ
ラ
ー
保

持

鏡
筒

組
立

て

コ
ン
タ
ミ
防

止

コ
ン
タ
ミ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ミ
ラ
ー
冷

却

コ
ン
タ
ミ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ミ
ラ
ー
冷

却

ミ
ラ
ー
基

板

高
効

率
化

ウ
エ
ハ

ス
テ
ー
ジ

コ
ン
タ
ミ
防

止

収
差

補
正

レ
ジ
ス
ト

真
空

内
駆

動
高

速
高

精
度

同
期

制
御

ス
テ
ー
ジ
冷

却
ウ
エ
ハ

チ
ャ
ッ
ク

真
空

内
駆

動
高

速
高

精
度

同
期

駆
動

ス
テ
ー
ジ
冷

却

マ
ス
ク
チ
ャ
ッ
ク

エ
ア
浮

上
／

磁
気

浮
上

エ
ア
浮

上
／

磁
気

浮
上

搬
送
系

真
空

内
搬

送

セ
ン
サ

ア
ラ
イ
メ
ン
ト
セ
ン
サ

フ
ォ
ー
カ
ス
セ
ン
サ

ド
ー
ズ
セ
ン
サ

感
度

劣
化

ペ
リ
ク
ル

レ
ス

コ
ン
タ
ミ
制

御

コ
ン
タ
ミ
メ
カ
ニ
ク
ス
解

明

ロ
ー
ド
ロ
ッ
ク

波
面

制
御

波
面

計
測

高
反

射
低

応
力

多
層

膜

多
層

膜
酸

化
要

因
低

減

低
脱

ガ
ス
材

料
の

選
定



露
光

装
置

開
発

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

露
光

装
置

開
発

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

•• K
rF

K
rF

•• A
rF

A
rF

•• FF
22

•• E
U

V
E

U
V

•• 1
1

5
1

1
5

n
m

n
m

•• 8
0

8
0

n
m

n
m

•• 6
0

6
0

n
m

n
m

•• 9
0

9
0

n
m

n
m

•• 6
5

6
5

n
m

n
m

•• 1
010

•• 0
909

•• 0
808

•• 0
707

•• 0
606

•• 0
505

•• 0
404

•• 0
202

•• 0
101

•• 0
303

K
rF

K
rF
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

A
rF

A
rF

F2F2

E
U

V
   

   
   

   
   

   
 

E
U

V
   

   
   

   
   

   
 

4
5

4
5

n
m

n
m

5
0

5
0

n
m

n
m

1
0

0
1

0
0

n
m

n
m

7
0

7
0

n
m

n
m

1
3

0
1

3
0

n
m

n
m

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

ノ
ー
ド

ノ
ー
ド

光
源

光
源

４



Ｅ
Ｕ
Ｖ
Ｌ
全

体
研

究
開

発
計

画

委
託

研
究

基
盤
促

民
間
予
算

1
9
9
9

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

光
源

装
置

光
学

計
測

総
合

評
価

マ
ス
ク
／

レ
ジ
ス
ト

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
6

試
験

研
究

機

導
入

評
価

　

(デ
バ

イ
ス
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
）

(1
0.

9億
円

)

ﾏ
ｽ
ｸ
･ﾚ

ｼ
ﾞｽ
ﾄﾌ

ﾟﾛ
ｾ
ｽ
（

3.
6 
億

円
／

年
）

（
H

14
FY

構
造

改
革

特
別

枠
：
　
委

託
）

4 
W

A
SE

T（
14

 社
）

（
75

 億
円

）
（
自

主
研

究
）

光
学

計
測

技
術

　
計

15
.7

5 
億

円
（

N
ED

O
基

盤
促

委
託

研
究

）

　
　
　

（
N

ED
O
か

ら
の

委
託

）

民
間

自
主

研
究

10
 W

フ
ォ
ー
カ
ス
２
１

試
験
研
究
機
は
､回

路
パ
タ
ー
ン
露
光
評
価
が
最
低

限
で
き
る
も
の

(1
0億

円
)

補
正

予
算

(1
5億

円
)

　
　
　

（
N

E
D

O
か

ら
の

委
託

）

文
科

省
ﾘ
ｰ
ﾃ
ﾞｨ
ﾝ
ｸ
ﾞﾌ
ﾟﾛ
ｼ
ﾞｪ
ｸ
ﾄ： ：：：

12
億
円
×

億
円
×

億
円
×

億
円
×

5年
間

年
間
年
間

年
間

「
極

端
紫

外
（
Ｅ
Ｕ
Ｖ
）
光

源
開

発
等

の
先

進
半

導
体

製
造

技
術

の
実

用
化

｣

補
正

58
億

円

５



E
U

V
露

光
シ
ス
テ
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
補

足
資

料
文

部
科
学
省

14
年
度
補
正
：
58
億
円

15
年
度
予
算
：
12
億
円

経
済
産
業
省

15
年
度
予
算
：
25
億
円

Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｉ

Ｅ
Ｕ
Ｖ
Ａ

Ｅ
Ｕ
Ｖ
Ａ
組
合
員

大
学

Ｌ
Ｐ
Ｐ
研

究

大
学
Ｄ
Ｐ
Ｐ
研
究

Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｉ

Ｅ
Ｕ
Ｖ
Ａ

Ｅ
Ｕ
Ｖ
Ａ
組
合
員

大
学

Ｌ
Ｐ
Ｐ
研

究

大
学
Ｄ
Ｐ
Ｐ
研
究

大
学
高
出
力
化

Ｍ
Ｅ
Ｘ
Ｔ

H
14

年
度

体
制

H
15

年
度

体
制

E
U

V
開
発
企
画

政
策

委
員
会

委
員
長
：
堀
池
靖

浩
（
東

大
）

メ
ン
バ
ー
：山

中
龍
彦
（阪

大
レ
ー
ザ

ー
核
融
合
研
セ
ン
タ
ー
長
）

M
E

T
I情

報
通

信
機

器
課

長
廣
瀬
全
孝
（
産
総
研
半
導
体
セ
ン
タ
ー
長

）
M

E
T

I産
業

機
械

課
長

豊
田
浩

一
（
東
京

理
科
大

）
M

E
X

T
原

子
力
課

核
融
合

開
発
室

井
澤
靖
和
（
阪
大
レ
ー
ザ

ー
核
融
合
研
セ
ン
タ
ー
）

N
E

D
O
電

子
・
情
報

技
術
開

発
室
長

装
置
開

発
技
術

委
員
会

委
員
長

、
副

委
員

長
瀬
戸
屋

英
雄
（

A
SE

T
専

務
理

事
）

金
子

和
夫
（

JE
IT

A
専

務
理

事
）

小
川
眞

佐
志
（

E
U

V
A
専

務
理
事

）
尾

崎
隆

一
（

SI
R

IJ
所

長
代

行
）

E
U

V
光
源
開
発

技
術

委
員
会

委
員
長
：
豊
田
浩

一
（
東

京
理

科
大
）

副
委
員
長
：
井
澤
靖
和
（
阪
大
レ
ー
ザ

ー
核
融
合
研
セ
ン
タ
ー
）

メ
ン
バ
ー
：6

大
学
、
ウ
シ
オ
、
コ
マ
ツ
、
ギ
ガ
フ
ォ
ト
ン

富
江
敏
尚
（
産
総
研
次
世
代
半
導
体
研
究
セ
ン
タ
ー
）

そ
の
他

E
U

V
A
組
合
員
（
必
要
に
応
じ
て
）

E
U

V
装

置
開

発
技
術

委
員
会

委
員

長
：
未

定
メ
ン
バ

ー
：大

学
、

メ
ー
カ
ー
（

C
an

on
、

N
ik

on
、
デ
バ
イ
ス
メ
ー
カ
ー
）

E
U

V
A
組

合
員

、
A

SE
T

現
在

、
文

部
科

学
省

、
経

済
産

業
省

E
U

V
関

連
研

究
開

発
を
、
連

携
し
て
効

率
的

に
推

進
す
る
た
め
、
左

図
の
よ
う
な
体

制
を
検

討
し
て
い
る
。

￥
￥

￥

L
PP

（
L

as
er

 P
ro

du
ce

d 
P

la
sm

a）
光

源
等
の
基
盤
技
術
開
発

D
PP

（
D

is
ch

ar
ge

 P
ro

du
ce

d 
Pl

as
m

a ）
光

源
等
の
基
盤
技
術
開
発

光
源

技
術

、
集

光
光

学
系

技
術

、
評

価
技
術
等
の
技
術
開
発

14
年
度
開
発
内
容
に
装
置
化
技
術
開
発
を

追
加 E
U

V
光
源
の
高
出
力
化
等
の
基
盤
技
術

開
発

1．
H

14
年
度
と

H
15
年

度
の

体
制

比
較

2．
両

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

実
態

ベ
ー
ス
の

関
係

促
進

の
た
め
の

委
員

会
の

設
置

キ
ャ
ノ
ン
、
富
士
通
、
ギ
ガ
フ
ォ
ト
ン

日
立

、
コ
マ
ツ
、
三

菱
、

N
E

C
、

ニ
コ
ン
、
東

芝
、
ウ
シ
オ

阪
大

、
宮

崎
大

、
九

州
大

、
姫

路
工
大

東
工

大
、
熊

本
大

阪
大

６

共
同
利
用
施
設

（
Ｈ
１
４
補
正
）



光
源

研
究

開
発

計
画

（
平

塚
）

（
御

殿
場

）

液
体

　
X

e
　
他

•2
00

2 年
度

•2
00

6 年
度

•2
00

5 年
度

•2
00

4 年
度

•2
00

3 年
度

LP
P光

源

D
PP

光
源

P 1
4W

機
開

発
P 1 

４
Ｗ

P 1
10

W
機

開
発

▼

高
出

力
化

要
素

実
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平

塚
）

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
阪

大
）

ｽ
ｹ
ｰ
ﾙ
則

実
験

（
宮

崎
大

）

▼
小

繰
返

し
レ
ー
ザ

利
用

タ
ー
ゲ
ッ
ト
、
ド
ラ
イ
バ

研
究

方
式

検
討

・
電

源
開

発
長

寿
命

化

第
１
期

第
２
期

投
影

光
学

系
評

価
機

量
産

試
作

機
露

光
装

置
開

発

光
源

開
発

（
東

工
大

）
キ
ャ
ピ
ラ
リ

Z
ピ
ン
チ
放

電
プ
ラ
ズ
マ
研

究

（
熊

本
大

）

▼

（
九

州
大

）

（
姫

工
大

）
固

体
X

e
（
産

総
研

）
Sn

粒
子

群

高
速

パ
ル

ス
プ
ラ
ズ
マ
研

究

集
光

光
学

系

光
源

評
価

技
術

ミ
ラ
ー
汚

染
損

傷
評

価

分
光

計
測

　
　
角

度
・
空

間
・
時

間
分

布

反
射

率
計

測
　
微

量
分

析

光
学

設
計

　
熱

設
計

　
除

熱
　
デ
ブ
リ
対

策
　
マ
ル

チ
光

源

～
１
ｋ

W
 Y

A
G
導

入

絞
込

み
１

気
体

、
液

体
　

X
e
　
他

C
O

2
レ
ー
ザ

励
起

基
礎

実
験

（
Ａ
）
高

効
率

化
、
高

繰
り
返

し
化

（
Ｂ
）
高

効
率

化
、
高

繰
り
返

し
化

P 1
1０

Ｗ

プ
ラ
ズ
マ
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
最

適
化

絞
込

み
２

大
出

力
化

（
P 1 

1０
Ｗ
）
へ

の
課

題
研

究

大
出

力
化

、
高

繰
り
返

し
化

注
）

2
0
0
3
年
度
以
降

L
P
P
の

4
大
学
は
文

部
科
学
省
「
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

の
一
環
と
し
て
研
究

～
5
 k

W
 Y

A
G

～
2
.5

 k
W

 Y
A

G

７



EU
VA

EU
VA

EU
VA

EU
VA
目
標
（
試
験
研
究
機

目
標
（
試
験
研
究
機

目
標
（
試
験
研
究
機

目
標
（
試
験
研
究
機
) )))と
実
用
化
と
の
相
関

と
実
用
化
と
の
相
関

と
実
用
化
と
の
相
関

と
実
用
化
と
の
相
関

95
nm
量
産

量
産

量
産

量
産

65
nm
量
産

量
産
量
産

量
産

45
nm
量
産

量
産

量
産

量
産

30
nm
量
産

量
産

量
産

量
産

試
験
研
究
機

試
験
研
究
機

試
験
研
究
機

試
験
研
究
機

β βββ
機 機機機

量
産
機

量
産
機

量
産
機

量
産
機

20
03
年 年年年

20
04
年 年年年

20
05
年 年年年

20
06
年 年年年

20
07
年 年年年

20
08
年 年年年

20
09
年 年年年

20
10
年 年年年

20
11
年 年年年

20
12
年 年年年

1,
00

0億
円

10
,0

00
億
円

E
U

V
世
界
生
産
量

（
業
界
推
計
）

E
U

V
A

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

2,
00

0億
円

5,
00

0億
円

８



 

 

 

 

文部科学省 

 

極端紫外 (EUV) 光源開発等の 

先進半導体製造技術の実用化 



プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
：

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
：

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
：

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
：
極
端
紫
外

極
端
紫
外

極
端
紫
外

極
端
紫
外

(E
U

V
) 光
源
開
発
等
の
先
進
半
導
体
製
造
技
術
の
実
用
化

光
源
開
発
等
の
先
進
半
導
体
製
造
技
術
の
実
用
化

光
源
開
発
等
の
先
進
半
導
体
製
造
技
術
の
実
用
化

光
源
開
発
等
の
先
進
半
導
体
製
造
技
術
の
実
用
化

研
究
開
発
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
：
大
学
に
蓄
積
さ
れ
た
高
性
能
（
高
出
力
、
高
繰
り
返
し
）
レ
ー
ザ
ー
技
術
と
プ
ラ
ズ
マ
制
御
技
術
を

用
い
て
、
次
世
代
半
導
体
デ
バ
イ
ス
製
造
に
不
可
欠
な
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
ー
用
極
端
紫
外
（
EU
V）
光
源
の
開
発
を
産
業
界
と
連

携
し
て
行
い
、
世
界
の
半
導
体
市
場
に
お
け
る
国
際
的
優
位
性
を
確
保
す
る
。

経
済
・
社
会
で
の
活
用
に
関
す
る
具
体
的
ビ
ジ
ョ
ン
：
産
業
界
か
ら
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
、
先
進
半
導
体
製
造
技
術
の
実
用

化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し
、
世
界
の
半
導
体
市
場

(約
20
兆
円

) 
に
お
け
る
国
際
的
優
位
性
を
確
保
。
ま
た
、
普
遍
性
の
高

い
技
術
で
あ
る
高
性
能
レ
ー
ザ
ー
は
、
分
野
融
合
領
域
(医
療
分
野
等
) 
へ
の
新
し
い
産
業
基
盤
を
提
供
。

(例
）
・
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
技
術
を
用
い
た

L
SI
製

造
に
お
け
る
細

線
化

は
国

際
的

に
凌

ぎ
を
削

る
競

争
。
現

在
13

0n
m
の

線
幅

を
極

端
紫

外
(E

U
V

)
　
　
　
　
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
に
よ
り

50
～

25
nm

に
ま
で
狭
め
る
。

　
　
　
・

E
U

V
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
技
術
を
用
い
た

L
SI
製
造
露

光
工
程
の
国

内
投
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